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 製品ラインアップ��

コンパクトパイロメータ��
光ファイバーケーブルと光学ヘッド 
を備えたパイロメータ��

単色パイロメータ

型式 測定温度範囲 用途 測定
視野

PX 10 0～1000 °C 非金属 
PX 13 500～1600 °C 火炎加熱炉 

PX 15 
300～1300 °C

ガラス表面


500～2500 °C 
PX 17 400～2000 °C 高温CO2含有ガス 
PX 18 500～2500 °C 高温CO含有ガス 

PX 20
210～2000 °C 金属、セラミックス、 

ガラス溶融物


350～2500 °C 
PX 28 75～1650 °C アルミニウム、金属光沢面、 

レーザー用途 

PX 29

150～1800 °C アルミニウム、金属光沢面、 
レーザー用途、 
PVDコーティング工程


180～1200 °C 
250～2000 °C 

PX 30 500～2500 °C 高温金属・セラミックス 
PX 35 600～3000 °C 金属および半導体の高精度測定 

単色パイロメータ

型式 測定温度範囲 用途

PA 21 250～2000 °C 金属、セラミックス、ガラス溶融物
PA 31 550～2500 °C 高温金属・セラミックス
PA 36 650～3000 °C 金属および半導体の高精度測定

二色パイロメータ

型式 測定温度範囲 用途

PX 41
700～1800 °C

金属、セメント、石灰、黒鉛、 
ガラス滴、単結晶育成800～2400 °C

900～3000 °C
PX 61 375～1200 °C 低温域の金属

二色パイロメータ

型式 測定温度範囲 用途 測定視
野

PX 40

500～1400 °C

金属、セメント、石灰、黒鉛、
ガラス滴、単結晶育成


650～1700 °C 
750～2400 °C 
850～3000 °C 

PX 43

600～1400 °C

ワイヤ、棒材、加熱コイル、 
ストリップ材

5
650～1700 °C 5
750～2400 °C 5
850～3000 °C 5

PX 44
750～2400 °C

シリコン、炭化ケイ素


850～3000 °C 
PX 45 900～3200 °C 黒鉛製造、単結晶育成 
PX 46 900～3200 °C 真空炉、不活性ガス炉および 

高温プロセス 
PX 47 700～1700 °C すすを含む火炎 

PX 60
300～  800 °C

低温域の金属


400～1000 °C 
PX 64 500～1400 °C CVD コーティングプロセス 
PX 69 300～  800 °C アルミニウム押出形材 
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 特長� �

•	 広い測定温度範囲と高い温度分解能
•	� モジュール構造（電子ユニットと最大5種類の焦点調整式対物

レンズを自由に組み合わせ可能）
•	� 照準方式を選択可能（光学ファインダー、カラービデオカメ

ラ、レーザーパイロット光）
•	� コンパクトタイプおよび光ファイバータイプをラインアップ
•	� 単色パイロメータおよび二色パイロメータを用意

•	� アナログ出力 ×1、スイッチング出力 ×2
•	� 各出力の機能を自由に設定可能
•	� すべてのパラメータおよび機能を本体キーで設定可能
•	� 最新のIO-Linkインターフェースを搭載
•	 SCM (Smart Contamination Monitoring) 機能を搭載 
  （二色パイロメータ）
•	� ATD (Automatic Temperature Detection) 機能を搭載

 CellaTEMP® PX�シリーズ �

モジュール構造を採用した CellaTEMP® PX シリーズは、光学系、受光
部、信号処理部、測定値出力部および照準システムで構成されてい
ます。 

光学系 (1) は、測定対象の大きさおよび測定距離に応じて、最大6種
類 の交換式対物レンズから選択できます。焦点距離はヘリコイド機
構により広い範囲で連続的かつ高精度に調整できます。 

測定視野絞り (2) は測定視野の形状を決定します。標準仕様では円形
測定視野を採用し、二色パイロメータでは矩形測定視野も選択でき
ます。 

1
2

3 4 5
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PZ 20.05
PZ 20.01

PA20.06/  
PZ 20.06

PZ 20.03

PZ 20.08

交換式対物レンズ

電子ユニット

測定対象から放射される赤外線はセンサー (3) で検出されます。こ
のセンサーには、可動部を持たない最新の直流検出方式が採用され
ています。機種に応じて、単色パイロメータ（単一チャネルセンサ
ー）または二色パイロメータ（2チャネルセンサー）を選択できま
す。

高分解能A/D変換回路と専用の信号処理回路 (4) により、CellaTEMP® 
PX は広い測定レンジ全体にわたって高い温度分解能を維持します。

測定値出力部 (5) には、アナログ電流出力、2系統のスイッチング出
力、および最新通信規格に対応した IO-Link インターフェースを搭載
しています。

照準システム (6) としては、焦点位置、照準位置および測定視野を確
認するため、光学ファインダー、ビデオカメラ、またはレーザーパ
イロット光を選択できます。 

 
 アナログ出力� �

CellaTEMP® PX はアナログ出力を標準装備しています。出力スケーリ
ングは基本測定範囲内で任意に設定できます。

 
 スイッチング出力��

CellaTEMP® PX の2系統の独立したスイッチング出力は、測定値また
は本体内部温度に対して自由に設定できます。 

•	 b接点、a接点、またはウィンドウ機能として設定できます。 
•	 多様な用途に対応 
•	 温度上限値・下限値および温度範囲の監視 
•	 本体内部温度の異常通知 
•	 ATD機能使用時のPLCとの測定値同期
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 IO-Linkインターフェース��

CellaTEMP® PXシリーズのすべての機種には、IEC 61131-9に準拠した
最新のIO-Link通信インターフェースを搭載しています。 

IO-Linkインターフェースの特長�  
•	 メーカーやフィールドバスに依存しない標準化インターフェース 
•	 標準ケーブルとコネクタによる低コストでシンプルな 
	 ポイント・ツー・ポイント接続 
•	 配線工数を削減 
•	 容易な立ち上げ 
•	 高い耐ノイズ性を備えたデータ通信 
•	 中央データバックアップによる自動パラメータ設定 
•	 フィールドレベルまでの高いシステム可視性 
•	 効率的な診断機能 
•	 プラグアンドプレイによる機器交換

 
 光学系� �

放射温度測定は、対象物から放射される赤外線を利用する光学的な
温度測定方式です。そのため、光学系の性能はパイロメータの測定
精度に大きく影響します。この影響は「Size of Source Effect（SSE）」
と呼ばれます。測定視野外から迷光がパイロメータに入射すると、
測定値に誤差が生じます。また、測定距離や測定対象物の大きさが
変化した場合には、光学系の性能によって測定値も変化することが
あります（グラフ参照）。

CellaTEMP® PXの光学系には、可視光および赤外線領域の両方に最適
化された高品質な反射防止コーティング付きレンズを採用していま
す。さらに、特許取得済みの光学構造と光路内の絞り機構により、
迷光の影響を最小限に抑えています。 

高精度レンズの優れた結像性能により、高い空間分解能と極めて小
さな「Size of Source Effect」を実現しています。これにより、測定
対象物の大きさや測定距離に左右されることなく、高い測定精度を
維持できます。
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Linse mit sehr guten optischen Eigenschaften

Linse mit schlechten optischen Eigenschaften

パイロメータの光学系の性能が高いほど、 
測定対象物の大きさが変化しても測定誤差は小さくなります。

 補助レンズ��

最小φ0.3 mmの微小な測定対象物を測定する場合は、対物レンズの
前面に補助レンズを取り付けることができます。

各機種と4種類の補助レンズを組み合わせることで、さまざまな光学
要件に対応できます。

 
 レンズ汚染監視機能��

二色パイロメータ（比率パイロメータ）には、SCM（Smart Conta-
mination Monitoring）機能を搭載しています。この機能により、光
学系や保護窓の汚れを検知・通知できます。また、測定視野内の遮
蔽物や炉開口部への付着物も検出可能です。汚れ検知の感度は任意
に設定できます。

 

電子ユニット

対物レンズ

補助レンズ

測定視野内の汚染を検知・通知
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 IO-Linkインターフェース��

オープンかつ、システムやメーカーに依存 
しない通信インターフェース��

•	 国際規格IEC 61131-9に準拠した通信方式 
•	 主要PLCメーカーが参加するIO-Linkコンソーシアム 
•	 信仕様および機器仕様をIODD（IO Device Description） 
	 ファイルによって一元管理 
•	 認証済みIO-Linkハードウェアを採用

 
容易なシステム設計・統合��

•	 一般的なフィールドバスおよびオートメーションシステムに容易 
	 に統合可能 
•	 システム設計の効率化と設備ドキュメント作成の簡素化 
•	 アナログ機器とIO-Link機器を同一制御システム内で自由に組み 
	 合わせ可能 
•	 下位互換性を備え、IO-Link機器は標準モード（SIO）では 
	 スイッチング出力またはアナログ出力を備えた従来型センサ 
	 としても使用可能 
•	 既設の配線をそのまま利用可能

 
容易で迅速かつ安全な立ち上げ・保守��

•	 ポイント・ツー・ポイント接続により配線工数を削減 
•	 M12コネクタ付き標準ケーブルによる統一された確実な配線 
  （プラグアンドプレイ） 
•	 センサ交換を容易かつ確実に実施可能 
	 -	� Vendor IDおよびDevice IDによ

る確実な機器識別により、誤
交換を防止

	 - �パラメータはマスターに保存
され、機器交換時に自動転送
されるため、設定ミスを防止

•	 状態監視に基づく保守と効率的 
	 なサービス対応 
•	 トラブルシューティング作業 
	 を最小限に抑える 
•	 メーカーを問わず利用できる 
	 最新のコミッショニングツール 
	 に対応 
•	 機種数の削減により、 
	 予備品在庫を最適化

1

3

2 5 4

IO-Link

L+

L-

C/Q

SIO

analog

高い運用信頼性��

•	 オペレータによる誤設定を防止 
•	 断線や短絡などの異常を中央で即時診断 
•	� 診断データを活用した予知保全や修理対応により、設備停止のリ

スクを低減

 
容易なパラメータ設定��

•	 設定データを一元管理・保存 
•	 レシピ、材料、金型の変更時にも、運転中にパラメータを動的に 
	 変更できるため、停止時間を短縮し、生産の柔軟性を高めます 
•	 センサ交換時は自動パラメータ設定によりプラグアンドプレイを 
	 実現 
•	 パラメータの複製も容易

 
安全でシームレスなデジタル通信��

•	 プロセスデータ、診断データ、機器情報および設定パラメータ 
	 を伝送 
•	 24 V信号レベルとチェックサムによる高い耐ノイズ性を備えた 
	 データ通信 
•	 フィールドレベルからERPシステムまで一貫した通信を実現 
•	 1台のセンサで複数の測定値およびスイッチングポイントを処理 
•	 フィールドレベルまで対応した遠隔保守・テレサービスを実現

 
コスト削減� �

•	 設備工事および配線コストを削減 
•	 標準化されたフィールドバス接続ユニットの採用により、 
	 アナログ入力カードを削減

産業用イーサネット

フィールドバス

IO-Link

マスター
マスター

PLC
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光学ファインダー��

CellaTEMP® PX には、パララッ
クスフリーの光学ファインダー
をオプションとして搭載できま
す。広い視野により、測定対象
へ容易かつ正確に照準を合わせ
ることができます。また、接眼
レンズのアイレリーフが長いた

め、安全メガネやヘルメットを着用したままでも快適に照準を行え
ます。 

ファインダー内の測定視野マー
クは、測定スポットの正確な位
置と大きさを示します。非常に
明るい測定対象では、目を保護
するために偏光フィルター PA 
20/P を接眼レンズに取り付ける
ことができます。測定温度範囲
の上限が2000 °Cを超える機種に
は、このフィルターが標準装備
されています。

 
レーザー 
パイロットライト��

別 の 照 準 補 助 と し て 、 
CellaTEMP® PX には、レーザーパ
イロットライトを内蔵した仕様
も用意されています。レーザー
スポットは測定視野の中心を示
し、測定距離 10 m でも十分に視

認できます。レーザーは本体のボタンまたはインターフェース経由
でオン／オフできます。

 
ビデオカメラ��

第 三 の 照 準 補 助 と し て 、 カ ラ
ー ビ デ オ カ メ ラ を 選 択 で き ま
す。HDR (High Dynamic Range) 
カメラには特殊な自動露出制御
が採用されており、非常に広い
ダイナミックレンジを実現して
います。これにより、常に最適

な明るさで、白飛びのない映像を表示します。 

さらに、この露出制御には TBC (Target Brightness Control) 機能が搭
載されています。カメラはパイロメータの測定視野内の明るさを正
確に検出し、明るい背景の前にある低温対象でも、暗い背景の前に
ある高温対象でも、常に最適な露出で表示します。

ホワイトバランスは「オート」と「昼光」を切り替えることができ
ます。測定温度はビデオ信号とともに送信され、接続したモニター
上に直接表示されるため、専用PCは不要です。

映像と測定温度を同時に記録できるため、温度変化に伴う測定対象
の変化を視覚的に追跡・解析できます。

映像上の測定視野マークは、実際の測定スポットの大きさと正確に
一致しています。5.6 µm/ピクセルという高い空間分解能により、非
常に小さな対象物も鮮明に確認できます。また、ビデオ信号は電源
回路から電気的に絶縁されているため、映像への電気的ノイズの影
響はありません。カメラは**周囲温度 65 °C**まで画質を損なうこと
なく使用できます。

TBC機能を有効にすると、測定視野は常に最適な明るさで表示され、
映像には測定視野マークと測定温度が重ねて表示されます。

一方、TBC機能を無効にすると、映像全体の平均輝度に基づいて露出
が決定されます。そのため、図のように暗い背景に対して明るい測
定対象は白飛びして表示されます。

 コンパクト型パイロメータ用照準補助��
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 操作部��

すべての設定パラメータは、運転中でも本体から直接設定できま
す。大型ボタンを採用しているため、扱いやすく、直感的に操作で
きます。高輝度8 mm LEDディスプレイは、離れた場所からでも測定
値を鮮明に確認できます。また、4個のLEDにより、装置の動作状態
を確認できます。

 設定可能なパラメータ��

•	 アナログ出力の測定値およびスケーリング 
•	 平滑化フィルタ 
•	 メモリ動作モード(Peak Hold、ATD) 
•	 メモリ保持時間 
•	 放射率 
•	 透過率 
•	 スイッチング出力の設定 
•	 ATD機能の設定 
•	 温度シミュレーション 
•	 温度単位 (°C / °F) 
•	 ディスプレイ設定

二色パイロメータのみ  
•	 測定モード（二色測定／単色測定） 
•	 光学系汚染監視のしきい値 
•	 スス係数 (CellaCOMBUSTION PX 47)

カメラ搭載モデルのみ 
•	 TBC 露出制御 
•	 ホワイトバランス 
•	 測定ポイント番号

 
 標準付属品��

•	 CellaTEMP® PX パイロメータ 
•	 接続ケーブルVK 02/L (5 m)*  
•	 ビデオケーブルVK 02/F (5 m)*（カメラ搭載モデル） 
•	 取扱説明書

i   * その他のケーブル長はオプションで用意されています。

レーザー動作表示LED

ディスプレイ

接続コネクタ

MODEキー／ 
レーザーパイロ
ットライトスイ
ッチ

パラメータ選
択／変更

IO-Link 
通信表示LED

LED OUT 1
LED OUT 2

 ATD機能��

ATD (Automatic Temperature Detection) 機能は、測定対象が断続的
に通過する工程において、温度を自動的に検出する機能です。例え
ば、圧延機を通過するスラブや、誘導加熱装置から搬送されるビレ
ットなど、不定期にパイロメータの前を通過する対象物の温度測定
に適しています。

高温の対象物を検知すると測定は自動的に開始されます。測定時間
は対象物がパイロメータ前を通過する時間に応じて自動的に最適化
されるほか、任意に設定することも可能です。測定終了後、取得し
た温度値が出力され、後段の制御システムで利用できます。

 
 サービス機能� �

サービス機能では、立ち上げ時または運転中に、シミュレーション
用の温度値をアナログ信号として出力できます。

これにより、高温の測定対象がなくても、PLC側での測定値処理やス
ケーリングが正しく機能しているかを容易に確認できます。

 
 測定視野��

焦点調整可能な光学系を備えたパイロメータでは、測定視野の大き
さは距離係数Dによって規定されます。Dによって規定されます。焦
点距離における測定スポット径d は、次式で求められます。

 
 
矩形測定視野の場合は、水平方向の距離係数DHおよび垂直方向の距
離係数DVが表示されます。

 

d

a

DV

DH

a
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 外形寸法��

 

 

	 PA 41.01	 PZ 41.18 / PA 41.05

 

 
 
	 PA 41.02

 
 接続図��

 
 

 EMC規格��

•	 DIN EN IEC 61000-6-2:11/2019	 •	 BS EN IEC 61000-6-2:2019 
•	 DIN EN IEC 61000-6-4:09/2020	 •	 BS EN IEC 61000-6-4:2019
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2A

3.1
7

Ø
mm

34.5 mm

M3
0x

1.5

min. 67.9 mm / max. 85.9 mm

16M
x1
.5

16.5 mm
27 mm

40max. mm

1/
4"

-3
6 
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S-

2A
Ø
14

mm

5.8 mm

1/
4"

-3
6 
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S-

2A

M1
6x

1.5

n
14

 m
m

n
3.
17
 m

m

50 mm
5.8 mm

33 mm

min. 88 mm

max. 100 mm

2

3

1

4

5

1

4

L+

L-

24 V DC

5

C/Q

2 0/4 - 20 mA

Out 2

3

shielded

 技術仕様*��

アナログ出力（2系統） 
•	 NAMUR NE 43準拠 
	 0/4～20 mAリニア出力 
	 スケーリング可能 
•	 最大負荷：500 Ω

スイッチング出力 
•	 PNPオープンコレクタ 
  （電源＋側アクティブ） 
•	 NO/NC切替可能 
•	 最大負荷電流：150 mA 
•	 過負荷時安全遮断 
  （250 mA以上）

インターフェース 
•	� �IO-Link V1.1  

(通信速度：38.4 kBd)

LED表示 
•	 4桁表示 
  （文字高さ 8 mm）

電流出力分解能 
•	 0.2 K＋設定した測定 
	 レンジの0.03 % 

表示分解能 
•	 200 °C未満：0.1 K 
•	 200 °C以上：1 K

IO-Link分解能 
•	� 0.1 K

電源 
•	 18～32 V DC 
•	 リップル電圧： 
	 200 mV 以下 

消費電流 
•	 135 mA以下 
•	 レーザーパイロットライト 
	 搭載時：150 mA以下  
•	 ビデオカメラ搭載時： 
	 175 mA以下

許容湿度 
•	 最大95 %RH 
  （結露なきこと）

使用周囲温度 
•	 0～65 °C (冷却なし)

保存温度 
•	 -20～+80 °C

ハウジング材質 
•	 ステンレス鋼

保護等級 
•	 IP65 (DIN 40050準拠）

接続 
•	 M12ネジ式コネクタ 
  （5極）

質量 
•	 約1 kg  
  （仕様により異なります）

パイロメータ��

ビデオ信号 
•	 コンポジットPAL、 
	 1 Vpp、75Ω 

解像度 
•	� 722 × 576ピクセル

TBC露出制御 
•	� 全測定範囲で自動調整  

画面表示 
•	 測定スポットマーク 
•	 測定値 

接続 
•	 �TNCネジ式コネクタ

カメラ��

* �技術仕様はDIN IEC TS 62492-1およびDIN IEC TS 62492-2 
に準拠しています。 
パイロメータの校正はVDI/VDE 3511 Part 4.4に準拠しています。
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 スペクトル型パイロメータ��

 特殊測定用途向けパイロメータ��

機種 仕様
照準方式 測定温度

範囲
測定波長 対物レ

ンズ
焦点距離 距離係

数
応答時間 t98 測定精度* 繰返

し精
度

光学ファ
インダー

ビデオカ
メラ

レーザーパイ
ロットライト

PX 10 ... セラミックス、木材、ゴム、樹脂、繊維、紙などの非金属材料向け
AF 1 AF 1 / C AF 1 / L 0～1000 °C 

32～1832 °F
8～14 µm

PZ 10.01 0.30 m～∞   50 : 1
≤ 30 ms

測定値の±1 %
（30 ms時、た
だし最小±2 K）

1 K
AF 2 AF 2 / C AF 2 / L PZ 10.05 0.15 m～0.30 m   48 : 1

PX 20 ... 中温域における金属表面、セラミックス、溶融ガラス向け
AF 1 AF 1 / C AF 1 / L

210～2000 °C 
410～3632 °F

1.1～1.7 µm

PZ 20.01 0.40 m～∞ 175 : 1

≤ 50 ms (T>250 °C)
≤ 2 ms (T>750 °C)

測定値の±0.3 %
（ただし最小

±4 K）
1 K

AF 2 AF 2 / C AF 2 / L PZ 20.03 0.20 m～0.40 m 150 : 1
AF 3 AF 3 / C AF 3 / L PZ 20.06 1.20 m～∞ 275 : 1
AF 4 AF 4 / C AF 4 / L PZ 20.05 0.20 m～∞   40 : 1
AF 9 AF 9 / C AF 9 / L PA 20.06 0.60 m～∞ 380 : 1
AF 5 AF 5 / C AF 5 / L

350～2500 °C 
662～4532 °F

PZ 20.01 0.40 m～∞ 175 : 1
AF 6 AF 6 / C AF 6 / L PZ 20.03 0.20 m～0.40 m 150 : 1
AF 7 AF 7 / C AF 7 / L PZ 20.06 1.20 m～∞ 275 : 1
AF 8 AF 8 / C AF 8 / L PZ 20.05 0.20 m～∞   40 : 1
AF 11 AF 11 / C AF 11 / L PA 20.06 0.60 m～∞ 380 : 1
PX 30 ... 高温域における金属表面、セラミックス、溶融ガラス向け
AF 1 AF 1 / C AF 1 / L

500～2500 °C 
932～4532 °F

0.78～1.06 µm

PZ 20.01 0.40 m～∞ 210 : 1

≤ 50 ms (T>550 °C)
≤ 2 ms (T>750 °C) 測定値の±0.3 %

（ただし最小
±4 K）

1 K

AF 2 AF 2 / C AF 2 / L PZ 20.03 0.20 m～0.40 m 200 : 1
AF 3 AF 3 / C AF 3 / L PZ 20.06 1.20 m～∞ 310 : 1
AF 4 AF 4 / C AF 4 / L PZ 20.05 0.20 m～∞   55 : 1
AF 5 AF 5 / C AF 5 / L PA 20.06 0.60 m～∞ 430 : 1

AF 10 AF 10 / C AF 10 / L
400～1400 °C 
752～2552 °F

PZ 20.08 0.3 m～∞   60 : 1
 50 ms (T > 450 °C)
≤ 2 ms (T > 600 °C)

* （ε=1、周囲温度Ta = +23 °Cにおいて）

CellaTEMP® PX 13 燃焼炉・直火加熱炉向け��

CellaTEMP®  PX  13 は、直火加熱炉における温度測定用として特別に
開発されました。3.9 µmの選択的な波長帯を採用しているため、パ
イロメータの視野内に水蒸気やCO2が存在しても、測定距離が長い場
合であっても測定結果に影響を及ぼしません。そのため、炎や燃焼
ガス越しでも高精度な温度測定が可能です。

 
CellaTEMP® PX 15 ガラス温度測定用� �

ガラスは4.6～4.9 µmの波長域において、放射率がほぼ100 %に達し
ます。一方、5 µm を超える波長域では、大気中の水蒸気などの影響
が測定に影響を及ぼします。

CellaTEMP®  PX  15 は、4.6～4.9 µm の波長域に感度を持つ特殊なバ
ンドパスフィルタを搭載しています。これにより、ガラス表面近傍
の温度を正確に測定できます。ガラス厚さの変化、ガラス種類の違
い、あるいは空気中の湿度変化などの外乱要因は、この波長域では
測定値に影響を与えません。

 
CellaCOMBUSTION PX 17 小型燃焼設備向け��

CellaCOMBUSTION  PX  17は、高温の炭素含有ガスが高い光学密度と
優れた放射特性を示す特定の波長帯で測定します。本赤外線温度計
は、ガス焚きボイラーや小型燃焼設備における排ガス温度の測定に
使用されます。

CellaCOMBUSTION PX 18 大型燃焼設備向け��

CellaCOMBUSTION  PX 18 は、高温燃焼ガス中の化学成分が高い光学
密度を示す特定の波長帯で温度を測定します。本機は、ごみ焼却施
設や石炭火力発電所などの大型燃焼設備で使用されます。 

 
CellaTEMP® PX 28 低温金属測定用��

CellaTEMP®  PX  28 は、高輝度光学系と専用センサを搭載しており、
低温域においても、金属の温度を信頼性高く測定できます。 

 
CellaTEMP® PX 29 金属およびPVD 
コーティングプロセス向け��

CellaTEMP®  PX 29 は、特殊なバンドパスフィルタと専用センサを搭
載しています。そのため、低温域における光沢金属の温度測定は、
太陽光や周囲の高温物体から反射された放射の影響を受けません。

温度範囲および光学仕様に応じて、24 種類の機種をラインアップし
ています。各種補助レンズとの組み合わせにより、直径 0.3 mm の微
小な測定対象でも高精度に測定できます。

CellaTEMP®  PX 29 は、その優れた特性により、特に 150 ℃以上の光
沢金属およびアルミニウムの温度測定に最適です。また、PVD (Phy-
sical Vapour Deposition：物理蒸着) プロセスにも使用されていま
す。
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CellaTEMP® PX 35 高温プロセスおよび 
シリコンウェーハ向け��

CellaTEMP®  PX 35 は、非常に短波長かつ狭帯域の分光感度を備えて
います。そのため、視野内の粉塵・蒸気・煙、保護窓の汚れ、さら
には測定対象物の放射率変動による影響を受けにくく、高温プロセ
スにおける金属および各種材料の温度を極めて高精度かつ安定して
測定できます。

さらに、CellaTEMP®  PX 35 はシリコンウェーハの温度測定にも最適
です。シリコンは短波長域において優れた放射特性を示すため、薄
い半導体基板であっても高精度かつ高い信頼性で温度測定が可能で
す。

 
CellaCRYSTAL PX 44 シリコン単結晶育成向け��

CellaCRYSTAL  PX 44 は、シリコン単結晶製造工程における非接触温
度測定用として開発されました。校正は結晶育成プロセスに最適化
されており、実績ある二色温度測定方式により、結晶成長の全工程
にわたって高精度・高再現性・長期安定性に優れた温度測定を実現
します。

 
CellaCRYSTAL PX 45 SiC 結晶育成向け��

CellaCRYSTAL PX 45 は、SiC（炭化ケイ素）結晶育成用高温炉におけ
る温度測定専用に開発されました。ハイブリッド信号処理技術によ
り、900～3200 °C の全測定範囲にわたって 0.1 K の温度分解能を実
現するとともに、結晶育成プロセスで要求される極めて高い長期安
定性を備えています。

 
CellaFURNACE PX 46 真空炉・不活性ガス炉向け��

二色パイロメータ CellaFURNACE PX 46 は、900～3200 °C の広い測
定範囲と、全測定範囲にわたり一定の 0.1 K 温度分解能を兼ね備えて
います。極めて狭い視野角を持つ高精度光学系により、小さな観察
窓や炉開口部越しでも正確な温度測定が可能です。そのため、真空
炉および不活性ガス炉における高度な高温プロセスに最適です。

CellaCOMBUSTION PX 47 すすを含む火炎測定用� �

CellaCOMBUSTION PX 47 は、石炭火力発電所や廃棄物焼却設備など
で発生する、すすを含む火炎の非接触温度測定用に開発された専用
パイロメータです。

二色温度測定方式に基づく測定・信号処理により、近赤外域の 2 波
長で火炎中のすす粒子から放射される熱放射を検出します。さら
に、特殊なアルゴリズムによって、すす粒子の波長依存放射特性や
火炎の光学密度の影響を補正し、高精度な温度測定を実現します。

火炎温度を監視することで燃焼状態を最適化し、有害物質の排出低
減および燃焼室壁面へのスラグ付着の抑制に貢献します。

 
CellaCRYSTAL PX 64 CVD コーティングプロセス向け��

CellaCRYSTAL PX 64 は、CVD (Chemical Vapour Deposition: 化学気相
成長) コーティングプロセスにおける温度測定用として設計されてい
ます。特殊な測定波長を採用しているため、プラズマ支援気相成長
プロセスにも対応可能です。

 
CellaTEMP® PX 69 アルミニウム押出形材向け��

アルミニウム押出形材の温度測定では、アルミニウム特有の低く大
きく変動する放射率と、多様な断面形状により、温度測定は非常に
困難です。

CellaTEMP® PX 69 AF 1 は、この用途専用に開発され、革新的な AEP 
(Aluminium Extrusion Pyrometer) アルゴリズム を搭載しています。
このアルゴリズムは、二色測定方式と単色測定方式の利点を組み合
わせ、アルミニウム特有の波長依存性を持つ放射率変化を補正する
ことで、高精度な温度測定を実現します。
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 特殊用途向けパイロメータ��

機種 仕様
照準方式 測定温度

範囲
測定波長 対物レ

ンズ
焦点距離 距離係

数
応答時間 t98 測定精度* 繰り

返し
精度

光学ファ
インダー

ビデオカ
メラ

レーザーパイ
ロットライト

PX 13 ... 燃焼設備および直火加熱炉向け

AF 1 AF 1 / C AF 1 / L
500～1600 °C 
932～2912 °F

3.9 µm PZ 15.03 0.80 m～∞   45 : 1 ≤ 100 ms 測定値の±1 % 2 K

PX 15 ... ガラス表面温度測定用

AF 1 AF 1 / C AF 1 / L
500～2500 °C 
932～4532 °F

4.6～4.9 µm
PZ 15.03 0.80 m～∞ 70 : 1

≤ 100 ms
測定値の±0.75 %

2 K
AF 2 AF 2 / C AF 2 / L

300～1300 °C 
572～2372 °F

PZ 15.03 0.80 m～∞ 45 : 1 測定値の±0.75 % 
(ただし最小±3 K)

PX 17 ... 高温 CO2 含有燃焼ガスの温度測定用（例：ガス焚きボイラー、小型燃焼設備）

AF 1 AF 1 / C −
400～2000 °C 
752～3632 °F CO2 吸収帯 PZ 15.03 0.80 m～∞ 75 : 1 ≤ 100 ms 測定値の±0.75 %

＋1 K
2 K

PX 18 ... 高温 CO 含有燃焼ガスの温度測定用（例：廃棄物焼却設備、石炭火力発電所）

AF 1 AF 1 / C AF 1 / L
500～2500 °C 
932～4532 °F CO 吸収帯 PZ 15.03 0.80 m～∞ 70 : 1 ≤ 100 ms 測定値の±0.75 % 2 K

PX 28 ... アルミニウム、光沢金属表面およびレーザ用途向け

AF 10 AF 10 / C AF 10 / L
75～  650 °C 

167～1202 °F
1.8～2.4 µm PZ 20.08 0.30 m～∞ 48 : 1

≤ 200 ms (T>75 °C)
≤ 50 ms (T>100 °C)
≤ 15 ms (T>125 °C)
≤ 2 ms (T>200 °C)

測定値の±0.75 % 
(ただし最小±3 K) 1 K

PX 29 ... アルミニウム、光沢金属および PVD コーティングプロセス向け

AF 10 AF 10 / C AF 10 / L
150～  800 °C 
302～1472 °F

1.8～2.2 µm

PZ 20.08 0.30 m～∞   48 : 1
≤ 50 ms (T>150 °C)
≤ 15 ms (T>200 °C)
≤ 2 ms (T>350 °C)

測定値の±0.75 % 
(ただし最小±5 K)

1 K

AF 21 AF 21 / C AF 21 / L
180～1200 °C 
356～2192 °F

PZ 20.01 0.40 m～∞   60 : 1 ≤ 75 ms (T>180 °C)
≤ 35 ms (T>200 °C)
≤ 5 ms (T>300 °C)
≤ 2 ms (T>600 °C)

AF 22 AF 22 / C AF 22 / L PZ 20.03 0.20 m～0.40 m   56 : 1

AF 23 AF 23 / C AF 23 / L PZ 20.06 1.20 m～∞   96 : 1

AF 1 AF 1 / C AF 1 / L

250～2000 °C 
482～3632 °F

PZ 20.01 0.40 m～∞ 210 : 1
≤ 50 ms (T>250 °C)
≤ 2 ms (T>750 °C)

測定値の±0.5 % 
(ただし最小±4 K)

AF 2 AF 2 / C AF 2 / L PZ 20.03 0.20 m～0.40 m 200 : 1
AF 3 AF 3 / C AF 3 / L PZ 20.06 1.20 m～∞ 310 : 1
AF 4 AF 4 / C AF 4 / L PZ 20.05 0.20 m～∞   55 : 1
PX 35 ... 金属・超高温プロセス・半導体の高精度温度測定用
AF 1 AF 1 / C AF 1 / L

600～3500 °C 
1112～6332 °F

0.82～0.93 µm

PZ 20.01 0.40 m～∞ 210 : 1

≤ 50 ms (T>650 °C)
≤ 2 ms (T>850 °C)

測定値の±0.3 % 
(ただし最小±4 K) 1 K

AF 2 AF 2 / C AF 2 / L PZ 20.03 0.20 m～0.40 m 200 : 1
AF 3 AF 3 / C AF 3 / L PZ 20.06 1.20 m～∞ 310 : 1
AF 4 AF 4 / C AF 4 / L PZ 20.05 0.20 m～∞   55 : 1
AF 5 AF 5 / C AF 5 / L PA 20.06 0.60 m～∞ 430 : 1
PX 44 ... Si および SiC 結晶の温度測定用

AF 4 AF 4 / C AF 4 / L
750～2400 °C 

1382～4352 °F

0.95 / 1.05 µm

PZ 20.01 0.40 m～∞ 150 : 1 ≤ 10 ms (T>950 °C)
6K (< 850°C)
0.35% + 2K 

(850..1500°C)
0.5% + 2K (> 1500°C)

1.0% (> 2400°C)

2 K
AF 7 AF 7 / C AF 7 / L

850～3000 °C 
1562～5432 °F

PZ 20.01 0.40 m～∞ 150 : 1
≤ 10 ms (T>1050 

°C)

PX 45 ... SiC 結晶育成プロセス向け
AF 1 AF 1 / C AF 1 / L

900～3200 °C 
1652～5792 °F

0.9 / 1.05 µm

PZ 20.01 0.40 m～∞ 210 : 1

≤ 10 ms

0.35% + 2K (< 
1500°C)

0.5% + 2K 
(1500..2400°C)
1.0% (> 2400°C)

2 K
AF 2 AF 2 / C AF 2 / L PZ 20.03 0.20 m～0.40 m 140 : 1
AF 3 AF 3 / C AF 3 / L PZ 20.06 1.2 m～∞ 310 : 1

AF 5 AF 5 / C AF 5 / L PX 20.06 0.6 m～∞ 430 : 1

PX 47 ... すすを含む火炎の温度測定用（例：発電所、廃棄物焼却設備）

AF 1 AF 1 / C −
700～1700 °C 

1292～3092 °F
0.8 / 1.05 µm PZ 20.01 0.40 m～∞   80 : 1

≤ 20 ms (T>650 °C)
≤ 10 ms (T>750 °C)

測定値の±1 % 2 K

PX 64 ... CVD コーティングプロセス向け

AF 2 AF 2 / C AF 2 / L
500～1400 °C 
932～2552 °F

1.5 / 1.9 µm PZ 20.03 0.20 m～0.40 m   75 : 1 ≤ 30 ms 測定値の±0.75 % 
(ただし最小±4 K) 2 K

PX 69 ... アルミニウム押出形材向け

AF 1 AF 1 / C AF 1 / L
300～  800 °C 
572～1472 °F

1.5 / 1.9 µm PZ 20.08 0.30 m～∞   39 : 1 ≤ 30 ms 測定値の±1 % 2 K

* （ε=1、周囲温度Ta = +23 °Cにおいて）
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 二色パイロメータ��

二色パイロメータは、測定対象から放射される赤外線をダブルフォ
トダイオードによって2つの波長で同時に検出し、それぞれの放射強
度比から温度を算出します。

この二色測定方式の大きな特長は、センサが受光する赤外線が最大
90 %減衰した場合でも、正確な温度測定が可能であることです。

また、蒸気、粉塵、煙などによる視野の遮蔽に対して、一般的な単
色パイロメータよりも大幅に影響を受けにくくなっています。

さらに、パイロメータの光学系や炉の観察窓が汚れている場合、あ
るいは炉の観察口に付着物が徐々に堆積した場合でも、一定の範囲
内であれば測定値への影響はほとんどありません。

加えて、二色演算により測定対象の放射特性の変化も補正されま
す。表面状態や温度変化によって放射率が変化する場合や、異なる
放射特性を持つ製品を同一設備で製造する場合でも、放射率の変化
が波長に依存しないものであれば、測定温度には影響しません。

波長 [µm]

0.1 1 10 100

TQ ≈
ε1 * Φʎ1

ε2 * Φʎ2

ʎ1 ʎ2

機種 仕様
照準方式 測定温度

範囲
測定波長 対物レ

ンズ
焦点距離 距離係

数
応答時間 t98 測定精度* 繰り

返し
精度

光学ファ
インダー

ビデオカ
メラ

レーザーパイ
ロットライト

PX 40 ... 製鉄、セラミックス、セメント産業など、極めて過酷な環境での温度測定用

AF 20 AF 20 / C AF 20 / L
500～1400 °C 
932～2552 °F

0.95 / 1.05 µm

PZ 20.08 0.30 m～∞   55 : 1 ≤ 10 ms (T>650 °C)

測定値の±1 % 2 K

AF 1 AF 1 / C AF 1 / L

650～1700 °C 
1202～3092 °F

PZ 20.01 0.40 m～∞   80 : 1

≤ 20 ms (T>650 °C)
≤ 10 ms (T>750 °C)

AF 2 AF 2 / C AF 2 / L PZ 20.03 0.20 m～0.40 m   75 : 1
AF 3 AF 3 / C AF 3 / L PZ 20.06 1.20 m～∞ 120 : 1
AF 10 AF 10 / C AF 10 / L PZ 20.05 0.20 m～∞   20 : 1
AF 13 AF 13 / C AF 13 / L PZ 20.08 0.30 m～∞   55 : 1
AF 21 AF 21 / C AF 21 / L PA 20.06 0.60 m～∞ 190 : 1
AF 4 AF 4 / C AF 4 / L

750～2400 °C 
1382～4532 °F

PZ 20.01 0.40 m～∞ 150 : 1

≤ 10 ms (T>950 °C)

AF 5 AF 5 / C AF 5 / L PZ 20.03 0.20 m～0.40 m 140 : 1
AF 6 AF 6 / C AF 6 / L PZ 20.06 1.20 m～∞ 240 : 1
AF 11 AF 11 / C AF 11 / L PZ 20.05 0.20 m～∞   35 : 1
AF 14 AF 14 / C AF 14 / L PZ 20.08 0.30 m～∞ 100 : 1
AF 22 AF 22 / C AF 22 / L PA 20.06 0.60 m～∞ 370 : 1
PX 46 ... 真空炉・不活性ガス炉・高温炉向け
AF 1 AF 1 / C AF 1 / L

900～3200 °C 
1652～5792 °F

0.9 / 1.05 µm

PZ 20.01 0.40 m～∞ 210 : 1

≤ 10 ms

0.35% + 2K  
(< 1500°C)
0.5% + 2K 

(1500..2400°C)
1.0% (> 2400°C)

2 K
AF 2 AF 2 / C AF 2 / L PZ 20.03 0.20 m～0.40 m 140 : 1
AF 3 AF 3 / C AF 3 / L PZ 20.06 1.2 m～∞ 310 : 1

AF 5 AF 5 / C AF 5 / L PX 20.06 0.6 m～∞ 430 : 1

PX 60 ... 300 °C以上の低温域測定用

AF 1 AF 1 / C AF 1 / L
300～  800 °C 
572～1472 °F

1.5 / 1.9 µm
PZ 20.08 0.30 m～∞ 39 : 1

≤ 30 ms 測定値の±1 % 2 K
AF 11 AF 11 / C AF 11 / L

400～1000 °C 
752～1832 °F

PZ 20.01 0.40 m～∞ 80 : 1

* （ε=1、周囲温度Ta = +23 °Cにおいて）
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 Panorama-Pyrometer® (矩形測定視野)��

CellaTEMP®  PX 43 シリーズの Panorama-Pyrometer® は、矩形の測
定視野を採用しています。この測定視野は可動部を使用せず、純粋
に光学系によって実現されています。測定対象は測定視野内を自由
に移動できるため、振動するワイヤなどの移動体でも温度を確実に
測定できます。

また、ローラテーブル上を搬送されるビレットや金属棒のように、
測定対象の位置が変化する用途においても、安定した温度測定が可
能です。さらに、微小な測定対象では、矩形測定視野によりパイロ
メータの位置合わせが容易になります。

本機の光学系は近接レンズとの組み合わせにも対応しているため、
白熱ワイヤなど極めて小さな対象物の温度測定にも使用できます。

機種 仕様
照準方式 測定温度範囲 測定波長 対物レ

ンズ
焦点距離 距離係数 応答時間 t98 測定精度* 繰り

返し
精度

光学ファ
インダー

ビデオカ
メラ

レーザーパイ
ロットライト

PX 43 ... 製鉄、セラミックス、セメント産業など、極めて過酷な環境での温度測定用

AF 20 AF 20 / C AF 20 / L
600～1400 °C 

1112～2552 °F

0.95 / 1.05 µm

PZ 20.08 0.30 m～∞
Dv = 150 : 1 
Dh =   30 : 1

≤ 10 ms (T>650 °C)

測定値の
±1.5 %

3 K
AF 1 AF 1 / C AF 1 / L

650～1700 °C 
1202～3092 °F

PZ 20.01 0.40 m～∞
Dv = 230 : 1 
Dh =   45 : 1

≤ 10 ms (T>750 °C)

AF 4 AF 4 / C AF 4 / L
750～2400 °C 

1382～4532 °F
PZ 20.01 0.40 m～∞

Dv = 350 : 1 
Dh =   50 : 1

≤ 10 ms (T>950 °C)

AF 7 AF 7 / C AF 7 / L
 850～3000 °C 

1562～5432 °F
PZ 20.01 0.40 m～∞

Dv = 350 : 1 
Dh =   50 : 1

≤ 10 ms (T>1050 °C)

* （ε=1、周囲温度Ta = +23 °Cにおいて）
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光ファイバー式パイロメータで
は、光学系と電子回路部が分離
されています。測定ヘッドで受
光した赤外線は、光ファイバー
を介して電子回路部へ伝送され
ます。

測定ヘッドは冷却なしで周囲温度 
250 °Cまで使用できます。また、

強い電磁界環境や設置スペースが限られた場所でも使用可能です。

測定対象の大きさや測定距離に応じて、3種類の測定ヘッドを用意し
ています。

本パイロメータにはレーザを内蔵しており、焦点距離ではレーザパ
イロット光が測定視野の正確な大きさを表示します。これにより、
測定位置および焦点位置を正確に確認できます。

光ファイバーの長さは最大50 mまで対応しており、電子回路部を安
全な場所へ設置できます。光ファイバーは測定ヘッド側・電子回路部
側ともにFSMAねじ込みコネクタで着脱可能です。また、光ファイバ
ーには機械的損傷から保護するため、金属被覆が施されています。

 CellaTEMP® PA 用光ファイバー��

使用環境に応じて、以下の光ファイバー仕様を用意しています。標
準長さは2 m, 5 m, 10 m, 20 mです。その他、最大50 mまで特注対応
が可能です。

型式 保護被覆 最高周囲
温度

外径 

産業用途向け
LWL (xHT)  
200µm V2A ステンレス製保護チューブ 260 °C 7 mm

高い耐機械強度
LWL (xHT)  
200µm V2A-SI-G 

ステンレス製（シリコンホ
ース・ワイヤブレード付） 200 °C 13 mm

耐候性・耐酸性・耐油性
LWL (xHT)  
200µm MEPU 

亜鉛メッキ鋼製保護チュー
ブ（PUホース付） 100 °C 10 mm

機種 仕様
仕様 測定温度範囲 測定波長 測定ヘ

ッド
焦点距離 距離係数 測定方式 応答時間 t98 測定精度* 繰り返

し精度
PX 21 ... 中温域における金属表面、セラミックス、溶融ガラス向け
AF 11

300～2000 °C 
572～3632 °F

1.1～1.7 µm

PA 41.01 0.20 m～∞ 180 : 1

単色

≤ 50 ms (T>300 °C)
≤ 2 ms (T>800 °C) 測定値の±0.75 % 

(ただし最小±4 K) 2 K
AF 21 PA 41.05 0.12 m～∞ 100 : 1
AF 22 PZ 41.18 33 mm～45 mm   50 : 1

AF 901
450～2500 °C 
842～4532 °F

PA 41.02 0.50 m～∞ 320 : 1
≤ 50 ms (T>450 °C)
≤ 2 ms (T>900 °C)

PX 31 ... 高温域における金属表面、セラミックス、溶融ガラス向け
AF 11

550～2500 °C 
1022～4532 °F

0.78～1.06 µm
PA 41.01 0.20 m～∞ 190 : 1

単色
≤ 50 ms (T>600 °C)
≤ 2 ms (T>800 °C)

測定値の±0.75 % 2 KAF 21 PA 41.05 0.12 m～∞ 100 : 1
AF 22 PZ 41.18 33 mm～45 mm   50 : 1
PX 36 ... 金属・超高温プロセス・半導体の高精度温度測定用
AF 11

650～3000 °C 
1202～5432 °F

0.82～0.93 µm
PA 41.01 0.20 m～∞ 190 : 1

単色
≤ 50 ms (T>680 °C)
≤ 2 ms (T>900 °C)

測定値の±0.75 % 2 KAF 21 PA 41.05 0.12 m～∞ 100 : 1
AF 22 PZ 41.18 33 mm～45 mm   50 : 1
PX 41 ... 製鉄、セラミックス、セメント産業など、極めて過酷な環境での温度測定用
AF 211

700～1800 °C 
1292～3272 °F

0.95 / 1.05 µm

PA 41.01 0.20 m～∞ 110 : 1

二色

≤ 20 ms (T>850 °C)

測定値の±1.5 % 3 K

AF 221 PA 41.05 0.12 m～∞   50 : 1
AF 222 PZ 41.18 33 mm～45 mm   36 : 1
AF 11

800～2400 °C 
1472～4352 °F

PA 41.01 0.20 m～∞ 190 : 1
≤ 20 ms (T>950 °C)AF 21 PA 41.05 0.12 m～∞ 100 : 1

AF 22 PZ 41.18 33 mm～45 mm   50 : 1
AF 111

900～3000 °C 
1652～5432 °F

PA 41.01 0.20 m～∞ 190 : 1
≤ 20 ms (T>1050 °C)AF 121 PA 41.05 0.12 m～∞ 100 : 1

AF 122 PZ 41.18 33 mm～45 mm   50 : 1

AF 901
1100～3000 °C 
2012～5432 °F

PA 41.02 0.50 m～∞ 340 : 1 ≤ 20 ms (T>1350 °C)

PX 61 ... 極低温域における金属表面温度測定用

AF 21
375～1200 °C 
707～2192 °F

1.5 / 1.9 µm PA 41.05 0.12 m～∞   40 : 1 二色 ≤ 30 ms 測定値の±1.5 % 3 K

* （ε=1、周囲温度Ta = +23 °Cにおいて）

 �光ファイバー式パイロメータ��
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 アクセサリ��

取付ブラケット 
（波形ナット2個付） 

PA 11/U

取付ブラケット 
 PA 11/K

取付クランプ  
PZ 20/L: Ø 70 mm 
PZ 20/N: Ø 65 mm 

軸方向エアパージノズル 
PZ 20/A

保護窓アタッチメント  
PA 10/I  (ZnS 保護窓)

PA 15/I (サファイア保護窓) 
PA 20/I (石英保護窓)

保護窓ヒンジ 
PZ 10/I (ZnS 保護窓) 

PZ 15/I (CaF2 保護窓) 
PZ 20/I (石英保護窓)

フランジ付ブラケット  
PB 08/Q AF 1 (ブラケット) 
PB 08/R AF 1 (フランジ)

リング照明 
PZ 10/P

ボールフランジ 
PB 08/I

延長チューブ 
PZ 20/C

開放型保護ハウジング  
PA 40/B

密閉型保護ハウジング  
PA 40/M

開放型冷却ハウジング  
PA 20/B

密閉型冷却ハウジング 
PA 20/M

カメラ付パイロメータ用
冷却ハウジング  

PA 20/M AF 2

近接レンズ 
PZ 20/O

保護窓 
PZ 10/I AF 1 (ZnS 保護窓) 

70146 (石英保護窓)

偏向ミラー 
PA 20/E

防塵絞り 
PZ 10/T (35 mm) 
PZ 20/T (20 mm)

延長チューブ 
PZ 20/J

取付フランジ 
PZ 20/F

シールドケーブル 
VK 02 / A AF 1: 5 m 

VK 02 / A AF 2: 10 m 
VK 02 / A AF 3: 20 m

フランジチューブ 
PB 08/M AF 1

接続ヘッド 
PB 08/N

クイックカップリング 
PA 10/C (ZnS 保護窓) 

PA 15/C (サファイア保護窓) 
PA 20/C (石英保護窓)
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 取付例� �

取付セット PA 20-001 
スタンド取付用（スイベルミラー付）

構成品 
•	 スイベルミラー PZ 20/X AF 5 
•	 延長チューブ PZ 20/J 
•	 取付クランプ PZ 20/L AF 2 
•	 取付ブラケット PZ 20/U AF 2 
•	 保護窓 M62x0.75 

取付セット PA 20-066 
セメント工業向けブロワエア仕様

構成品 
•	 冷却ハウジング  
	 PA 20/M AF 1 
•	 石英保護窓ヒンジ PZ 20/I 
•	 接続口付延長チューブ  
	 PZ 40/C 
•	 取付フランジ PZ 20/F 
•	 ボールフランジ PB 08/I 
•	 ブロワ PB 08/F AF 3 
•	 アルミホース PB 08/L 
•	 ホースクランプ 10 - 16 mm, 50 - 70 mm 
•	 工業用ホース GP40 
•	 流量監視器付壁面収納ボックス用取付プレート SK 749

取付セット PA 83-010 
スタンド取付用

構成品 
•	 防塵絞り PZ 10/T 
•	 延長チューブ PZ 20/C 
•	 軸方向エアパージノズル PZ 20/A 
•	 取付クランプ PZ 20/L AF 2 
•	 密閉型冷却ハウジング PA 20/M AF 1 
•	 ホースニップル G1/8" 
•	 ブラケット PB 08/Q AF 1 
•	 フランジ PB 08/R AF 1

取付セット PA 20-006

構成品 
•	 軸方向エアパージノズル  
	 PZ 20/A 
•	 延長チューブ PZ 20/J 
•	 取付ブラケット PA 11/U 
•	 調整式取付ブラケットPA 11/K

取付セット PA 20-027 炉取付用

構成品 
•	 冷却ハウジング PA 20/M AF 1 
•	 石英保護窓ヒンジ PZ 20/I 
•	 軸方向エアパージノズル  
	 PZ 20/A 
•	 延長チューブ PZ 20/C 
•	 取付フランジ PZ 20/F 
•	 防塵絞り PZ 20/S 
•	 ボールフランジ PB 08/I

取付セット PA 20-077 熱風炉 (Hot Blast Stove) 用

構成品 
•	 K密閉型冷却ハウジング 
	 PA 20/M AF 2 
•	 フランジ PB 08/O 
•	 フランジチューブ  
	 PB 08/M AF 1

取付セット PA 20-065  
セメント工業向け圧縮空気仕様

構成品 
•	 冷却ハウジング  
	 PA 20/M AF 1 
•	 石英保護窓ヒンジ PZ 20/I 
•	 軸方向エアパージノズル  
	 PZ 20/A 
•	 延長チューブ PZ 20/C 
•	 取付フランジ PZ 20/F 
•	 防塵絞り PZ 20/S 
•	 ボールフランジ PB 08/I 
•	 ホースクランプ 10 - 16 mm 
•	 工業用ホース GP40 
•	 流量監視器付壁面収納ボックス用取付プレート  
	 SK 613

光ファイバー仕様 取付セット PA 21-001  
炉取付用

構成品 
•	 石英保護窓アタッチメント  
	 PS 01/I AF 2 
•	 バヨネットロック  
	 PS 11/N AF 5 
•	 軸方向エアパージノズル PS 01/A AF 1 
•	 平座金 Ø 35 mm 
•	 フランジ PS 01/N
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 オプションアクセサリ��

スイベルミラー PZ 20/X��

測定視野を周期的に走査するため、パイロメータ前面にスイベルミ
ラーを取り付けることができます。

ミラーのアナログ出力または RS-422 インターフェースを介して、温
度および測定位置を取得できます。

これにより、次のような用途に対応できます。 
•	 コンベヤ上のホットスポット検出 
•	 振動するワイヤの温度測定 
•	 鋼板およびスラブの温度プロファイル測定 
•	 ローラテーブル上で寸法や位置が変化する測定対象の温度測定

付属の CellaSCAN PC ソフトウェアを使用することで、温度プロファ
イルをリアルタイムで表示できます。

 
 
インターフェースコンバータ／ビデオエンコーダ��

Ethernet ビデオエンコーダ  
SU 10 AF 1 

4チャンネル

リング照明 PZ 10 / P��

暗い炉内では、測定位置を直接確認できない場合が多くあり
ます。また、別の開口部から外部照明を設置することは、多
く の 場 合 困 難 で あ り 、 大 掛 か り な 設 備 が 必 要 と な り ま す 。 
 
そのため、多くの現場では測定位置の確認は立ち上げ時にのみ実施
され、運転中に確認することはできません。

リング照明は、パイロメータが
観測する開口部と同じ開口部か
ら測定位置を照射するために使
用されます。

リング照明はアクセサリユニッ
ト内に固定して取り付けられま
す。 

�これにより、装置の立ち上げ時や定期点検時に、パイロメータの位
置合わせおよび焦点調整を容易に確認できます。

また、ビデオカメラ付きパイロメータを使用する場合は、制御室の
モニタ上で測定位置をいつでも簡単に確認できます。
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 用途例� �

舗装材プラント 結晶育成 コークス炉

ワイヤ製造 発熱コイル／金属帯鋼 湯樋

焼却設備 圧延設備 高炉／熱風炉

発電所 連続鋳造設備 ロータリーキルン

焼結設備 ガラス産業 誘導加熱
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 その他の製品� �

1967年の創業以来、Keller HCW GmbH 
の事業部門 Pyrometer Systems は、非
接触式温度測定用の高精度赤外線温度
計およびシステムソリューションの開
発・製造を行っています。継続的な研
究開発を通じて、赤外線温度計および
パイロメータの世界をリードするメー
カーとして確固たる地位を築いていま
す。

Pyrometer Systems は、350機種を超え
る赤外線温度計および測定システムを
ラインアップし、標準的な温度測定か
ら高度なカスタムアプリケーションま
で、幅広い産業分野に最適なソリュー
ションを提供しています。

製品の開発・製造においては、測定精
度、信頼性、および長期安定性を最優
先事項としています。その高い品質
は、5年間の保証にも反映されていま
す。

また、世界各地に展開する販売代理店
およびサービス拠点のネットワークに
より、高度な技術サポート、迅速な対
応、そしてお客様の現場におけるきめ
細かなサービスを提供しています。

CellaPORT PT
レンズ透過照準機能とUSBインターフェー
スを備えたポータブル単色・二色式パイロ
メータ。

CellaCAST PT 
自動鋳造機や高炉における溶融金属の非接
触温度測定用ポータブルパイロメータ。

Mikro PV
超高精度測定用強度比較式パイロメータ。

CellaTEMP® PR
アナログ出力とIO-Linkインターフェースを
備えたコンパクト赤外線温度計。

CellaTEMP® PK(L)
狭い設置スペース向けのコンパクト赤外線
温度計（LEDパイロットライト仕様を選択可
能)。

CellaTEMP® PKF
光ファイバーおよび光学測定ヘッドを備え
たコンパクト赤外線温度計。

CellaTEMP® PA-LWL 
焦点調整可能なヘッドとレーザースポット
ライトを備えた汎用光ファイバーパイロメ
ータ。

CellaTEMP® PA 
焦点調整可能なレンズ、レンズ透過照準/レ
ーザースポットライトまたはビデオカメラ
を備えた汎用パイロメータ。
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pyrometer.com

Keller HCW GmbH  |  Pyrometer Systems 
Carl-Keller-Str. 2-10  |  49479 Ibbenbüren  |  Germany 
Tel. +49 5451 85-0  |  pyrometer.com  |  ps@keller.de

 正規代理店� �

ヤマダグステクニック合同会社
〒485-0826 愛知県小牧市東田中
電話：	 090-1754-1909
e-mail：	 yamadagt@outlook.com

DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001
DIN EN ISO 50001

tuev-nord.de

 国際販売パートナー


